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Abstract (en)
[origin: JP2018189086A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vacuum pump with a low-cost device, with which a lubricant level for a
component of the vacuum pump to be lubricated can be adjusted and maintained correctly.SOLUTION: The vacuum pump has a lubricant level-
limiting device 31 to limit the level 19 of a lubricant in a chamber 11 in which at least one component 13 to be lubricated by splash lubrication is
arranged. The level-limiting device includes an overflow pipe 33 and a lubricant seal. The overflow pipe has a lower opening and an upper opening
41 projecting into the chamber, and is disposed in an opening 23 in a bottom 25 of the chamber. With the lubricant seal 45, the lower opening of
the overflow pipe can be closed. Further, the upper opening of the overflow pipe is open and the position of the upper opening defines the level of
lubricant in the chamber, and further, the upper opening is arranged adjacent to the component 13 to be lubricated.SELECTED DRAWING: Figure
6a

Abstract (de)
Eine Vakuumpumpe weist in einer Kammer, in der zumindest eine mittels Tauchschmierung zu schmierende Komponente der Vakuumpumpe
angeordnet ist, eine Schmiermittelpegel-Begrenzungsvorrichtung zur Begrenzung des Pegels eines Schmiermittels auf. Die Schmiermittelpegel-
Begrenzungsvorrichtung umfasst ein Überlaufrohr, das eine untere und eine in die Kammer ragende obere Öffnung aufweist und das in einer
Öffnung in einem Boden der Kammer angeordnet ist, und einen Schmiermittelverschluss, mit dem die untere Öffnung des Überlaufrohrs
verschließbar ist. Die obere Öffnung ist offen, und ihre Position definiert den Schmiermittelpegel in der Kammer. Die obere Öffnung ist ferner
benachbart der zu schmierenden Komponente angeordnet.
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